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ITO表面研磨处理对有机电致发光器件性能的影响  
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摘要  用一种特制的纳米研磨粉磨擦方法处理ITO表面，用扫描探针显微镜研究了ITO表面形貌, 发现ITO表面尖

峰明显减少, 表面粗糙度降低;研究了ITO处理与没做处理的双层结构有机电致发光器件，发现ITO处理的器件在

亮度和效率方面都有明显提高。分析了器件性能提高的原因，认为是由于ITO处理的器件提高了注入载流子并且
降低了界面势垒。  
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